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一种玻璃残才去除检测方式

(57)摘要

本发明公开了一种玻璃残才去除检测方式

属于液晶玻璃自动化设备领域，具体涉及到玻璃

残才去除检测方式,包括：成像机构、玻璃平台、

PC系统和二次残才去除机构，成像机构分系统包

括相机、镜头和光源。在光源照明下，相机通过镜

头对一次残才去除后的目标残才成像，并将图像

数据输出到PC系统，经过PC系统图像处理后，获

取当前玻璃是否去除残才。如果残才未去除，则

控制二次残才去除机构再次进行去残才操作，否

则进行下一片玻璃残才检测。本发明的有益效果

是：通过PC系统可以快速检测残才有无，在保证

残才100％去除率的前提下，减少了残才去除次

数，整套系统实现无人值守在线连续工作，速度

快，提高了生产效率和产品良率。
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1.一种玻璃残才去除检测方式，其特征在于：用于切除覆盖在TFT电极上的CF玻璃区域

的残才检测；包括成像机构、玻璃平台、PC系统和二次残才去除机构，成像机构分系统包括

相机、镜头和光源，在光源照明下，相机通过镜头对一次残才去除后的目标残才成像，并将

图像数据输出到PC系统，经过PC系统图像处理后，获取当前玻璃是否去除残才，如果残才未

去除，则控制二次残才去除机构再次进行去残才操作，否则进行下一片玻璃残才检测，所述

成像机构部分包括相机、镜头和光源，通过相机从左侧拍照获取玻璃边缘图像，将聚焦平面

设置在TFT边缘，无残才时去除了残才的玻璃样品TFT和CF由于与镜头距离不同，所以不会

同时清晰，有残才时，TFT和CF均清晰成像。

2.根据权利要求1所述的玻璃残才去除检测方式，其特征在于：一次去除残才后的玻璃

放置于玻璃平台上。

3.根据权利要求1所述的玻璃残才去除检测方式，其特征在于：通过图像处理获取残才

是否去除结果，并发送控制数据给二次残才去除机构。

4.根据权利要求1所述的玻璃残才去除检测方式，其特征在于：接收PC系统发送的数

据，并完成未去除残才的玻璃二次去残才操作。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 108445022 B

2



一种玻璃残才去除检测方式

技术领域

[0001] 本发明属于液晶玻璃自动化设备领域，具体涉及到一种玻璃残才去除检测方式。

背景技术

[0002] 液晶面板等材料需要经过光刻电极、TFT(Thin  Film  Transistor，薄膜晶体管)和

CF(Color  Film，彩色滤光片)组装、灌浆、IC(Integrated  Circuit，集成电路)绑定等过程。

其中电极通过光刻等手段刻蚀在TFT玻璃上，IC需要绑定在该电极上，完成点亮控制操作。

但由于TFT和CF是在相同大小的玻璃基板上制作的，因此TFT上的电极会被CF覆盖，导致无

法完成IC绑定，需要切除覆盖在TFT电极上的CF玻璃区域，即所谓残才。

[0003] 残才去除第一步是切割、然后是剥离、最后是检测。通过金刚石刀具或激光切割

机，将残才部分和CF切开；再通过吹气、压杆等机构实现剥离；最后检测残才是否去除。

[0004] 目前机构大多没有残才去除效果检测组件，一般通过多次吹气等办法提高残才剥

离成功率，之后采用人工抽检的办法检测残才去除效果。人工检测一方面速度慢难以检测

所有残才，另一方面由于残才是透明玻璃，容易漏检。随着玻璃的薄化、以及尺寸的增大，多

次吹气后仍有部分残才不能去除，另外多次吹气的办法会增加处理时间，降低生产节拍，影

响产能。一些未经发现的残才，流到下游工序，会导致划伤，引起进一步材料和工时损耗。

[0005] 机器视觉为解决本问题提供了新的方式，通过对残才拍照，对比有无残才时的图

片，达到检测残才的功能。由于采用机器视觉方式，可以24小时不间断、快速、稳定工作，解

决了长时间重复劳动带来的工人疲劳、速度低、容易漏检的问题。改善了工人的工作环境、

提高了生产效率和产品良率。

发明内容

[0006] 为了解决现有残才检测速度慢、易漏检的缺点，本发明提出了一种在线、快速玻璃

残才去除检测方式。

[0007] 本发明的技术方案为：

[0008] 一种玻璃残才去除检测方式，包括成像机构、玻璃平台、PC系统和二次残才去除机

构，成像机构分系统包括相机、镜头和光源，在光源照明下，相机通过镜头对一次残才去除

后的目标残才成像，并将图像数据输出到PC系统，经过PC系统图像处理后，获取当前玻璃是

否去除残才，如果残才未去除，则控制二次残才去除机构再次进行去残才操作，否则进行下

一片玻璃残才检测。

[0009] 所述PC系统会对每一片玻璃进行残才有无检测，检测方式有2种，一是对焦到TFT

玻璃边界，这时图像表现为有残才时，TFT和CF均清晰成像，玻璃厚度变大；另一种是对焦到

CF玻璃边界，此时有残才时，图像均模糊。

[0010] 所述二次残才去除机构，仅对未去除残才的玻璃进行二次去残才处理，提高了工

作效率，并保证每片残才均被去除。

[0011] 本发明的有益效果是：通过PC系统可以快速检测残才有无，在保证残才100％去除
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率的前提下，减少了残才去除次数，整套系统实现无人值守在线连续工作，速度快，提高了

生产效率和产品良率。

附图说明

[0012] 图1：本发明一种玻璃残才去除检测方式功能分区图；

[0013] 图2：本发明一种玻璃残才去除检测方式成像机构子系统示意图；

[0014] 图3：TFT、CF和残才位置关系示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本发明做进一步详细说明。

[0016] 如图1和图2所示，一种玻璃残才去除检测方式，包括成像机构1、玻璃平台2、PC系

统3和二次残才去除机构4，成像机构1分系统包括相机1-1、镜头1-2和光源1-3，在光源1-3

照明下，相机1-1通过镜头1-2对一次残才去除后的目标残才2-1成像，并将图3图像数据输

出到PC系统3，经过PC系统3图像处理后，获取当前玻璃是否去除残才，如果残才未去除，则

控制二次残才去除机构4再次进行去残才操作，否则进行下一片玻璃残才检测，所述成像机

构部分包括相机、镜头和光源。通过PC系统3可以快速检测残才有无，在保证残才100％去除

率的前提下，减少了残才去除次数，整套系统实现无人值守连续工作，速度快、不易漏检，提

高了生产效率和产品良率。

[0017] 所述一次去除残才后的玻璃放置于玻璃平台2上。

[0018] 所述成像机构1通过相机1-1获取玻璃边缘图像。如图3所示，是从左侧拍照，这时

去除残才的玻璃样品TFT和CF由于与镜头距离不同，所以不会同时清晰，本发明将聚焦平面

设置在TFT边缘。

[0019] 所述PC系统3会对每一片玻璃进行残才有无检测。此处采用第一种拍照方式，图像

对焦到TFT玻璃边界(下方为TFT玻璃边界)，由于残才已去除，因此CF玻璃边界是模糊的。

[0020] 所述二次残才去除机构4，仅对未去除残才的玻璃进行二次去残才处理，提高了工

作效率，并保证每片残才均被去除。
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图1

图2
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图3
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